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In this paper, we present a critical review of essential data on the physics and chemistry of low pressure glow discharges of GeH4 that are used to deposit hydrogenated amorphous germanium films (a-Ge:H). [Remark 1] In this study
, we analyze the surface processes and reaction probabilities of molecules, ions,
 and radicals. Gas-
phase elementary processes involving electron–
molecule collisions were analyzed.
 An updated table of thermochemical data is used to analyze the gas-phase elementary processes consisting of ion–molecule collisions and neutral–neutral [Remark 2] collisions. Other electron and ion collision processes involving electron–ion and ion–ion recombinations
, electron attachment to
 radicals,
 and detachment of anions have also been reported.  Cluster growth kinetics in dusty plasmas is also studied
  
to further enhance the applicability and relevance of this study. Experimental data and [Remark 3]
 theoretical estimates are given. Further, these are discussed with regard to cross sections, collision and reaction rate constants, and transport coefficients.  In the perturbed distribution functions used in δf drift-kinetic Monte Carlo simulations, we explicitly excluded the off-diagonal neoclassical transport coefficients caused by the Pfirsch–Schlüter diffusion 
and Spitzer terms for quasi-symmetric toroidal plasmas, thus confirming geometric factor constancy in the exact axisymmetric limit. The importance of excluding these collisional contributions is theoretically explained by the formal decomposition of the entropy-production rate with a banana plateau and the Pfirsch–Schlüter fluxes derived by Sugama and Horton. [Remark 4]
 The numerically realized constancy of the geometric factor obtained with DKE1 in the exact symmetric limit would be useful for simulation studies of quasi-symmetric stellarators. We also discuss the development of steady-state operation, heating, fueling, diverters, plasma–wall interaction, wall materials, advanced diagnostics for reactor relevant plasma, blanket materials, and superconducting magnets as key concepts.

Remark 1

Note that in this abstract, you have not further discussed the films. Therefore, we suggest revising the sentence as follows:
In this paper, we present a critical review of essential data on the physics and chemistry of low pressure glow discharges of GeH4.

Remark 2
It is not clear what “neutral-neutral” refers to. Do you mean collisions between two neutral species?

Remark 3
Please check whether our change is appropriate.

Remark 4
Although the edited sentence is grammatically correct, please check whether you mean “The validity of excluding these collisional contributions is theoretically explained by the formal decomposition of the entropy-production rate with a banana plateau and the Pfirsch–Schlüter fluxes derived by Sugama and Horton.”
※実際の校正では、サンプルに見られるようなコメントは付加されません。詳細な説明が必要な場合は、�HYPERLINK "http://www.enago.jp/117.htm" \l "タグとリマーク"��タグまたはリマーク�が使用されます。











�語法の校正：�この文に続く情報を考慮し、より良い導入部を加えました。文書のアカデミックな口調を損ねない配慮でもあります。


�英語のスタイル：この原稿はアメリカ英語のルールに従うべきなので、コンマ（シリアルコンマ）を付け足しました。


�句読法：�長い名詞句の中の名詞の関係を明確にするため、ハイフンが必要です。


�専門分野に関する用語：“electron”と"molecule”間の”collisions”であることを明確にするために、二分ダッシュ（en-dash）を付け足しました。


�情報・内容の明確さ：原文をシンプルにし、直接的な動詞”analyze”を用いて簡潔にしました。





�文法：�この語を加えることで、あいまいさのない明確な文になります。


�文法：�前置詞“on”を “to”に変えました。句動詞“attached to”が正しい用法です。


�英語のスタイル：この原稿はアメリカ英語のルールに従うべきなので、コンマ（シリアルコンマ）を付け足しました。


�語法の校正：�この訂正は、効果的な文の流れと読みやすさを考慮したものです。


�語法の校正：この文では、”in order to”は過剰表現です。 “to”のみでじゅうぶんです。


�文法：�実験データと理論上の予測両方が原稿に示されているので、“or” の使用は正しいように見えません。Remarkで著者にこの変更についての再考を提案します。


�情報・内容の明確さ：�名詞句が大変長いので、理解が難しいです。


�語法の校正：�前文とのつながりを改善するための変更です。


�語法の校正：�読者が全文を読み終えなくても内容をつかめるようにするためには、このような長文は、能動態のほうが読みやすいです。


�論理の流れ：


このような見直しをすれば、アブストラクトを簡潔に仕上げられます。
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